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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest system do widmowej analizy promieniowania widzialnego zywej
tkanki do zastosowania w onkologii.

Ze zgtoszenia patentowego nr W09621140 znany jest mikro-filtr oparty o budowe rezonatora
Fabry-Perota. Znane sg réwniez ze stanu techniki filiry optyczne Fabry-Perota stuzace do zmiany
dtugosci fali $wiatta jak z opisu W02004025336. Z innego opisu nr US20020181107 znany jest filtr
Fabry-Perota sktadajacy sie z dwdch symetrycznie usytuowanych wzgledem siebie zwierciadet.

Idea dziatania systemu opiera sie na poszukiwaniu réznic ksztattu widma promieniowania wi-
dzialnego tkanki zdrowej i zmienionej nowotworowo. Promieniowanie to wynika ze zjawiska fotolumi-
nescencji w zakresie swiatta widzialnego substancji chemicznych zawartych w tkankach pod wptywem
Swiatta z zakresu ultrafioletu.

System do widmowej analizy promieniowania widzialnego sktadajacy sie z optycznego ukfadu
dopasowujgcego, potgczonego z jednej strony endoskopu, w srodku ktérego znajduje sie swiattowdd,
filtra optycznego umieszczonego w korpusie stanowigcego dwa zwierciadta usytuowane jedno nad
drugim, pomiedzy ktérymi rozmieszczone sg aktuatory, potgczonego ze wzmacniaczem obrazu, ktéry
potaczony jest z optycznym ukladem dopasowujgcym potgczonym z przetwornikiem CCD, ktéry pota-
czony jest z uktadem mikroprocesorowym potaczonym z komputerem, charakteryzuje sie tym, ze filtr
optyczny umieszczony w korpusie stanowig dwa zwierciadta usytuowane jedno nad drugim, przy czym
zwierciadto B zamocowane jest w pierscieniu osadczym ustalonym w korpusie za pomocg sprezyn
ustalajgcych, w ktérym wzajemna odlegto$¢ zwierciadet A i B regulowana jest poprzez aktuatory pie-
zoelektryczne. Trzy aktuatory piezoelektryczne rozmieszczone sg na obwodzie zwierciadta B. Aktuato-
ry piezoelektryczne rozmieszczone sg na obwodzie zwierciadta B co kat 120°. Zwierciadto A zawiera
dodatkowg warstwe dielektryczng potprzepuszczalng oraz pierscien aluminiowy. Zwierciadto B zawie-
ra dodatkowg warstwe dielektryczng poétprzepuszczalng, pierscien aluminiowy oraz obwéd drukowany
PCB, stanowiacy potaczenie elektryczne do aktuatoréw oraz do powierzchni aluminiowych. Odlegtos¢
pomiedzy zwierciadtami mierzona jest w sposob pojemnosciowy. Odlegto$¢ pomiedzy zwierciadtami
regulowana jest poprzez aktuatory piezoelektryczne. Obwdd drukowany stanowi potgczenie elektrycz-
ne do aktuatoréw oraz do powierzchni aluminiowych, a jednoczesnie jest elementem ustalajgcym
potozenie aktuatorow na zwierciadle A. Ustalenie potozenia i wstepny docisk pierscienia osadczego
zwierciadta B uzyskano za pomocg sprezyn zapewniajgc jednoczesnie mozliwos¢ jego przemieszcza-
nia pod wptywem zmian grubosci aktuatoréw piezoelektrycznych. Dla zapewnienia ptasko - réwnole-
gtosci obu zwierciadet potaczenie mechaniczne pomiedzy zwierciadtem B a jego pier$cieniem osad-
czym dokonywane jest za pomoca klejenia dopiero po zamontowaniu sprezyn dociskowych i wstep-
nym zmniejszeniu grubo$ci aktuatoréw piezoelektrycznych poprzez podanie wstepnego napiecia elek-
trycznego o odpowiedniej polaryzacji. Zwierciadto B lezy wéwczas na zwierciadle A. Po zwigzaniu
potaczenia klejowego napiecie elektryczne jest wytgczane, a zwierciadto B unosi sie na robocza odle-
gtosc.

Przedmiot wynalazku w przyktadach wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat blokowy systemu do widmowej analizy promieniowania widzialnego, fig. 2 i fig. 3
przedstawia przekréj filtra optycznego przestrajanego, fig. 4 przedstawia widok zwierciadta z roz-
mieszczonymi aktuatorami piezoelektrycznymi, fig. 5 przedstawia widok zwierciadet z umiejscowie-
niem pierscieni aluminiowych, fig. 6 przedstawia widok systemu do widmowej analizy promieniowania
widzialnego w ujeciu cato$ciowym.

System do widmowej analizy promieniowania widzialnego sktada sie z optycznego uktadu do-
pasowujacego 1, potaczonego z jednej strony z endoskopem 8, w $rodku ktérego znajduje sie Swia-
ttowdd, z drugiej strony potaczony z filtrem optycznym 2, ktéry sktada sie z pierscienia tworzacego
korpus 2F. Wewnatrz korpusu 2F znajdujg sie dwa zwierciadta 2" i 2° umieszczone jedno nad drugim.
Zwierciadio 2° zamocowane jest w pierscieniu osadczym 2° ustalonym w korpusie 2F za pomoca
sprezyn 25w ktérym wzajemna odlegtos¢ zwierciadet 2828 regulowana jest poprzez trzy aktuatory
piezoelektryczne 2° rozmieszczone na obwodzie pierscienia osadczego 2° co kat 120°.

Na powierzchniach obu zwierciadet 2" i 2°, zwréconych do siebie, znajdujg sie napylone dielek-
tryczne warstwy potprzepuszczalne 2" w ktérych znajdujg sie pierscienie aluminiowe 2. Na po-
wierzchni czotowej pierscienia osadczego 2° znajduje sie obwdd drukowany PCB 2°, ktéry stanowi
potaczenia elektryczne do aktuatoréw 2° oraz do powierzchni pierscieni aluminiowych 2 a jednocze-
Snie jest elementem ustalajgcym potozenie aktuatoréw 2° na zwierciadle 2°. Filtr optyczny 2 potaczo-
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ny jest ze wzmacniaczem obrazu 3, ktéry nastepnie potgczony jest z optycznym uktadem dopasowu-
jacym 4. Uktad ten potgczony jest z przetwornikiem CCD 5, ktérego stanowi wysokoczuta kamera
cyfrowa. Nastepnie przetwornik 5 potaczony jest z uktadem mikroprocesorowym 6 i komputerem 7.

Idea dziatania systemu opiera sie na poszukiwaniu réznic ksztattu widma promieniowania wi-
dzialnego tkanki zdrowej i zmienionej nowotworowo. Promieniowanie to wynika ze zjawiska fotolumi-
nescencji w zakresie swiatta widzialnego substancji chemicznych zawartych w tkankach pod wptywem
Swiatta z zakresu ultrafioletu.

System ma analizowa¢ ciggte widmo promieniowania widzialnego badanej tkanki i na podstawie
lokalnych widm poszczegdlnych niewielkich fragmentéw obserwowanego obszaru oznacza¢ miejsca
podejrzane o zmiany nowotworowe. Interpretacja ma by¢ dostepna w postaci kolorowego obrazu.

Zastrzezenia patentowe

1. System do widmowej analizy promieniowania widzialnego sktadajacy sie z optycznego ukta-
du dopasowujgcego, potagczonego z jednej strony endoskopu, w srodku ktérego znajduje sie swiatto-
wad, filtra optycznego umieszczonego w korpusie stanowigcego dwa zwierciadta usytuowane jedno
nad drugim pomiedzy ktérymi rozmieszczone sg aktuatory, potgczonego ze wzmacniaczem obrazu,
ktéry potaczony jest z optycznym uktadem dopasowujgcym potgczonym z przetwornikiem CCD, ktéry
potaczony jest z uktadem mikroprocesorowym potaczonym z komputerem, znamienny tym, ze filtr
optyczny (2) umieszczony w korpusie (2F) stanowig dwa zwierciadta usytuowane jedno nad drugim
", 28), przy czym zwierciadto (28) zamocowane jest w pierscieniu osadczym (2D) ustalonym w korpu-
sie (2F) za pomoca sprezyn ustalajgcych (2E), w ktérym wzajemna odlegtos$¢ zwierciadet (2A, 2°%) requ-
lowana jest poprzez co najmniej jeden aktuator piezoelektryczny (2°).

2. System wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze sa trzy aktuatory piezoelektryczne (2C) roz-
mieszczone na obwodzie zwierciadta (28).

3. System wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze aktuatory piezoelektryczne (2C) roz-
mieszczone sg na obwodzie zwierciadta (28) co kat 120°.

4. System wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Zze zwierciadto (2A) zawiera dodatkowg warstwe
dielektryczng potprzepuszczalng (2H) oraz pierscieh aluminiowy (2').

5. System wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Zze zwierciadto (28) zawiera dodatkowg warstwe
dielektryczng pétprzepuszczalng (2H), pierscieh aluminiowy (2') oraz obwdd drukowany PCB (2G),
stanowigcy potaczenie elektryczne do aktuatorow (2°) oraz do powierzchni aluminiowych (2').

6. System wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze odlegto$¢ pomiedzy zwierciadtami (2A, 2%) mie-
rzona jest w sposob pojemnosciowy.

7. System wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze zwierciadto (28) osadzone jest w pierscieniu
osadczym (2°) i przyklejone.
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Rysunki
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